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Seat No. / Enrolment No.:  

 

GUJARAT TECHNOLOGICAL UNIVERSITY 
Diploma Engineering – SEMESTER – 6 – EXAMINATION – Summer-2026 

 

Subject Code: 4360504 Date: 20-05-2026 

Subject Name: Instrumentation and Process Control 

Time: 10:30 AM TO 01:00 PM Total Marks: 70 
Instructions: 

1. Attempt all questions. 

2. Make Suitable assumptions wherever necessary.  

3. Figures to the right indicate full marks.  

4. Use of simple calculators and non-programmable scientific calculators are permitted. 

5. English version is authentic. 
 

   Marks  

Q.1 (a) Discuss the need for process control in chemical industry. 03 

પ્રશ્ન.1 (અ) કેમિકલ ઇંડસટ્ર ીિ  ંપ્રોસેસ કંટ્ર ોલની જરૂમિય તની ચચ ા કિો. ૦૩  

 (b) With suitable example explain the differences between steady-state and 

dynamic systems in chemical process control. 

04 

 (બ) કેમિકલ પ્રોસેસ કંટ્ર ોલિ  ંસ્ટે્ડી સ્ટે્ટ્ અન ેડ યન િીક મસસ્ટ્િ વચ્ચેન  તફ વત 

યોગ્ય ઉદ હિણ સ થે સિજાવો. 

૦૪  

 (c) Derive transfer function for mercury in glass thermometer. 07 

 (ક) િિક્યુિી ઈન ગ્લ સ થિોિીટ્િ િ ટે્ ટ્ર  ન્સફિ ફંક્શન ત િવો.  

  OR  

 (c) Derive transfer function for two tank liquid level system connected in 

series. 

07 

 (ક) મસિીઝિ  ંજોડ યેલ બે મલમિડ લેવલ ટ્ેંક મસસ્ટ્િ િ ટે્ ટ્ર  ન્સફિ ફંક્શન ત િવો. ૦૭  

Q.2  (a) Compare negative and positive feedback control system. Also draw block 

diagram for the same. 

03 

પ્રશ્ન.2 (અ) નેગેમટ્વ અને પોમસટ્ીવ મફડબેક મસસટ્િની તુલન  કિો. બન્નેન  બ્લોક 

ડ ય ગ્ર િ દોિો. 

૦૩  

 (b) Explain Proportional Derivate control and its response to linear input in 

error. 

04 

 (બ) પ્રપોિશનલ ડેિીવેટ્ીવ કંટ્ર ોલ અન ે એિિિ  ં લીમનયિ ઇનપુટ્ િ ટે્ તેનો 

િીસપોન્સ સિજાવો.  

૦૪  

 (c) Consider a tank heater system as shown in figure 2c. A liquid enters the 

reactor at flow rate of Fi (LPM) with a temperature of Ti (K) where it is 

heated with steam having flowrate of Fst (LPM).  The effluent leaves the 

reactor system with flowrate of F (LPM) and temperature of T (K) 

07 
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Operational Objective: 

To keep the effluent temperature T at desired temperature Ts. 

Draw feedback temperature control loop for the system. 

 (ક) આકુ્રમત 2c િ  ટે્ન્ક હીટ્િ મસસ્્િ દશ ાવેલ છે. આ ટ્ેંક મસસ્્િિ ં એક પ્રવ હી 

Fi (LPM) ન  ફ્લોિટે્ તથ  Ti (K)  સ થે એન્ટ્િ થ ય છે જનેે મસ્ટ્િન  

િ ધ્ય િથી ગિિ કિવ િ ં આવે છે. મસ્ટ્િ Fst (LPM) ન  ફ્લોિટે્થી વહે છે. 

પ્રવ હ F (LPM) અન ેT (K) ન  ત પિ ન સ થે મિએક્ટ્િ મસસ્ટ્િિ ંથી બહ િ 

નીકળે છે.  

Operational Objective: 

પ્રવ હનુ ંત પિ ન T  ઇમચ્છત ત પિ ન Ts પિ િ ખવુ.ં 

મસસ્ટ્િ િ ટે્ ફીડબેક ટે્મ્પિચેિ કંટ્ર ોલ લૂપ દોિો. 

૦૭  

  OR  

Q.2  (a) Compare servo and regulatory problem. 03 

પ્રશ્ન.2 (અ) સવો અને િગે્યુલેટ્િી પ્રોબ્લિની તુલન  કિો. ૦૩  

 (b) Explain Proportional Integral control and response to step change in 

error. 

04 

 (બ) પ્રપોિશનલ ઈમન્ટ્ગ્રલ કંટ્ર ોલ અને સ્ટે્પ ચેન્જ ઈન એિિિ  ંિ ટે્ તેનો િીસપોન્સ 

સિજાવો. 

૦૪  

 (c) Consider a tank heater system as shown in figure 2c. A liquid enters the 

reactor at flow rate of Fi (LPM) with a temperature of Ti (K) where it is 

heated with steam having flowrate of Fst (LPM).  The effluent leaves the 

reactor system with flowrate of F (LPM) and temperature of T (K) 

Operational Objective: 

To keep the effluent temperature T at desired temperature Ts. 

Draw feedforward temperature control loop for the system. 

07 

 (ક) આકુ્રમત 2c િ  ટે્ન્ક હીટ્િ મસસ્્િ દશ ાવેલ છે. આ ટ્ેંક મસસ્્િિ ં એક પ્રવ હી 

Fi (LPM) ન  ફ્લોિટે્ તથ  Ti (K)  સ થે એન્ટ્િ થ ય છે જનેે મસ્ટ્િન  

િ ધ્ય િથી ગિિ કિવ િ ં આવે છે. મસ્ટ્િ Fst (LPM) ન  ફ્લોિટે્થી વહે છે. 

પ્રવ હ F (LPM) અન ેT (K) ન  ત પિ ન સ થે મિએક્ટ્િ મસસ્ટ્િિ ંથી બહ િ 

નીકળે છે.  

Operational Objective: 

પ્રવ હનુ ંત પિ ન T  ઇમચ્છત ત પિ ન Ts પિ િ ખવુ.ં 

મસસ્ટ્િ િ ટે્ ફીડફોિવડા  ટે્મ્પિચેિ કંટ્ર ોલ લૂપ દોિો. 

૦૭  

Q. 3   (a) Define Accuracy and Reproducibility. 03 
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પ્રશ્ન.3 (અ) એક્યુિસેી અન ેમિપ્રોદુમસમબમલટ્ી ની વ્ય ખ્ય  લખો ૦૩  

 (b) Enlist points to be kept in mind while selecting temperature measuring 

instrument. 

04 

 (બ) ત પિ ન િ પવ નંુ સ ધન પસંદ કિતી વખતે ધ્ય નિ  ં િ ખવ ન  િુદ્દ ઓની 

ય મદ બનવો. 

૦૪  

 (c) Discuss desirable and undesirable dynamics characteristics of an 

instrument. 

07 

 (ક) સ ધનની ઇચ્છનીય અન ેઅમનચ્છનીય ડ યનેમિક લ ક્ષમણકત ઓની ચચ ા કિો. ૦૭  

  OR  

Q. 3   (a) Define Fidelity and Speed of Response 03 

પ્રશ્ન.3 (અ) મફડેમલટ્ી અન ેમસ્પડ ઓફ મિસપોન્સ ની વ્ય ખ્ય  લખો ૦૩  

 (b) Enlist points to be kept in mind while selecting pressure measuring 

instrument. 

04 

 (બ) પ્રેશિ િ પવ નંુ સ ધન પસંદ કિતી વખતે ધ્ય નિ  ંિ ખવ ન  િુદ્દ ઓની ય મદ 

બનવો. 

૦૪  

 (c) Discuss  desirable and undesirable static characteristics of an instrument. 07 

 (ક) સ ધનની ઇચ્છનીય અન ેઅમનચ્છનીય સ્ટે્ટ્ીક લ ક્ષમણકત ઓની ચચ ા કિો. ૦૭  

Q. 4    (a) Match the following 

Instrument Working Principle 

Bimetallic thermometer Stephan Boltzman Law 

Radiation Pyrometer Laws of thermoelectricity 

Thermocouple Thermal Expansion of metal 
 

03 

 

 

 

 

 

પ્રશ્ન.4 (અ) જોડક  જોડો 

ઈન્સટુ્રમેન્ટ્ર  કાર્યકારી સસદ્ાાંત 

બ યિેટ્ મલક થિોિીટ્િ સ્ટે્ફન બોલ્ટ્ઝિેન લો 

િમેડયેશન પ યિોિીટ્િ થિોઇલેક્ટ્ર ીસીટ્ીન  ક યદ  

થિોકપલ થિાલ એક્સ્પ નશ ઓફ િેટ્લ 
 

૦૩  

 (b) Explain the working of a bi-metallic thermometer. 04 

 (બ) બ યિેટ્ મલક થિોિીટ્િનું ક યા સિજાવો. ૦૪  

 (c) With a neat and labelled diagram explain working of radiation pyrometer. 07 

 (ક) સુઘડ અન ે લેબલવ ળી આકૃમત સ થે િમેડયેશન મપિોિીટ્િની ક િગીિી 

સિજાવો. 

૦૭  

  OR  
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Q. 4    (a) Match the following 

A B 

Target meter Indirect level measurement 

Diaphragm box  Pressure measurement 

Bourdon tube gauge Flow measurement 
 

03 

પ્રશ્ન.4 (અ) જોડક  જોડો 

A B 

ટ્ ગેટ્ િીટ્િ ઇનડ ય્રેક્ટ્ લેવેલ િેઝિિેન્ટ્ 

ડ ય ફે્રિ બોક્સ પ્રેશિ િેઝિિેન્ટ્ 

બોડાન ટ્યુબ ગજે ફ્લો િેઝિિેન્ટ્ 
 

૦૩  

 (b) Explain the working of a bourdon tube pressure gauge. 04 

 (બ) બોડાન ટ્યુબ પ્રેશિ ગજેની ક િગીિી સિજાવો. ૦૪  

 (c) With a neat and labelled diagram explain working of optical pyrometer. 07 

 (ક) સુઘડ અને લેબલવ ળી આકૃમત સ થે ઓમટટ્કલ પ યિોિીટ્િની ક િગીિી 

સિજાવો. 

૦૭  

Q.5 (a) Explain the construction of industrial thermocouple. 03 

પ્રશ્ન.5 (અ) ઈન્ડસમટ્રયલ થિોકપલનુ ંકંસ્ટ્ર ક્શન સિજાવો. ૦૩  

 (b) Enlist direct level measuring devices and explain working of probe and 

tape method. 

04 

 (બ) મવમવધ ડ યિકે્ટ્ લેવલ િેઝિિેન્ટ્ મડવ ઈસ લખો તથ  પ્રોબ અન ેટે્પ પદ્ધમતની 

ક િગીિી સિજાવો. 

૦૪  

 (c) Discuss with figure the response of a control system showing the effects 

of no control, proportional (P-only), proportional – integral (PI) and 

proportional - integral - derivate (PID) mode of control. 

07 

 (ક) કોઈ કંટ્ર ોલ વગિ, ફક્ત પ્રપોિશનલ (ફક્ત P), પ્રપોિશનલ ઈમન્ટ્ગ્રલ (PI) અન ે

પ્રપોિશનલ ઈમન્ટ્ગ્રલ ડેમિવેમટ્વ (PID) કંટ્ર ોલ િોડની અસિો દશ ાવતી કંટ્ર ોલ 

મસસ્ટ્િન  પ્રમતભ વની આકુ્રમત સ થે ચચ ા કિો. 

૦૭  

  OR  

Q.5 (a) Explain the working  of target flow meter. 03 

પ્રશ્ન.5 (અ) ટ્ ગેટ્ ફ્લો પ્રવ હ િીટ્િની ક િગીિી સિજાવો. ૦૩  

 (b) Enlist indirect level measuring devices and explain working of air trap 

box method. 

04 

 (બ) મવમવધ ઈન-ડ યિકે્ટ્ લેવલ િેઝિિેન્ટ્ મડવ ઈસ લખો તથ  એિ ટ્રેપ બોક્ષ ૦૪  
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પદ્ધમતન સિજાવો. 

 (c) Compare PLC and DCS 07 

 (ક) PLC અને DCSની તુલન  કિો. ૦૭  

 

 

 
 

Figure 2C 

 


